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本研究では、シリコン窒化膜（SiN）を用いた光導波路技術に着目しレーザー冷却
用の超小型可変波長光源の開発を指向している。今回、産業技術総合研究所(以下、
産総研)ナノプロセシング施設の設備を利用して、波長可変用のマイクロヒーターが
装荷された光導波路型リング共振器を作製した。

実験
Experimental

SiNが成膜された4インチシリコン基板に、産総研の自動塗布現像装置とi線露光装
置を持いて光導波路型リング共振器パタンを露光した。フォトレジストパタンをマ
スクとして、多目的エッチング装置(ICP-RIE)によりSiNをドライエッチングした後
に、洗浄して上クラッド層を形成した。その上に、産総研のRF-DCスパッタ堆積装置
(芝浦)によりTi/TiNを製膜し、再度、自動塗布現像装置とi線露光装置を持いて、下
層のSiNパタンに対して位置合わせを行いながらマイクロヒーターパタンを露光し
た。TiNは、化合物半導体エッチング装置(ICP-RIE)によって、エッチング加工され
た。最後に、RF-DCスパッタ堆積装置(芝浦)によりCr/Au膜を堆積し、i線露光装置
とウェットエッチングで配線パタンを形成した。

結果と考察
Results and Discussion

作製したリング共振器に、光半導体増幅器からの光波を入射したところ、シングル
モード発振を達成した。リング共振器による波長選択性が機能しており、リング共
振器の周回長に依存したサイドローブが観測されたが、20dB以上のサイドローブ
抑圧比が達成された。
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